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69 Vorrichtung zum Gravieren von Tiefdruckzylindern.

Es wird eine Vorrichtung (1) zum Gravieren von Tief-

druckzylindern (5) und ahnlichen Druckformen be-
schrieben, mit wenigstens einem Gravierwerkzeug (3), das
zusammen mit einem die Oberfliche der zu gravierenden
Druckform abtastenden Abtastorgan in einem zur Oberfla-
che beweglichen Halter (2) gelagert ist. Das Abtastorgan
ist ein den Abstand zur Oberflache beriihrungslos messen-
des Abstandsmessorgan (4) und der Halter (2) ist auf-
grund des vom Abstandsmessorgan (4) gemessenen Ab-
standes von einem Nachstellelement (9) zur Oberflache
verstelibar zwecks Einhaltung eines vorgegegeben Werk-
zeugabstandes (W).
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Gra-
vieren von Tiefdruckzylindern nach dem Oberbegriff
des Patentanspruchs 1.

Eine solche Vorrichtung ist beispielsweise be-
kannt aus EPB 0 262 634, die als Klischograph mit
einem Gravierkopf ausgebildet ist, der auf einem
Schiitten einen Halter mit einem Gravierstichel und
einem Abtastorgan aufweist. Das fest mit dem Hal-
ter verbundene Abtastorgan hat eine Spitze, die die
Oberflache des Tiefdruckzylinders mechanisch abta-
stet und damit einen konstanten Abstand zwischen
dem Gravierstichel und der Oberflache gewéhriei-
sten soll. Um unerwiinschte Schwingungen und Ei-
genresonanzen des Halters und des darauf befe-
stigten Gravierstichels zu unterdricken, wirkt eine
mit einer Druckfeder versehene Dampfungsanord-
nung auf das mechanische Abtastorgan. Dadurch
soll verhindert werden, dass Streifenmuster im
Druckbild, die im Fachjargon als «Jalousien» be-
kannt sind, bei der Gravur des Tiefdruckzylinders
entstehen kdénnen.

Bei der mechanischen Abtastung des obenge-
nannten Klischographes wird der Gravierstichel mit
einer raumlichen Verschiebung nachgefiihrt, so
dass es bei kurzwelligen Unebenheiten zu unter-
schiedlichen Abstianden zwischen dem Graviersti-
chel und der zu gravierenden Oberflache des Tief-
druckzylinders kommen kann. Aus diesen Grinden
ist es fur die Druckereien ausserst wichtig, die Un-
ebenheiten und Unrundheiten des unbearbeiteten
Tiefdruckzylinders in einem engen Toleranzbereich
zu halten.

Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe
zugrunde, den Gravierstichel auf einen konstanten
Abstand zur Oberflache des zu gravierenden Tief-
druckzylinders oder einer dhnlichen Druckform auch
bei kurzwelligen Unebenheiten und grésseren Un-
rundheiten zu halten.

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelost.

Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass
das vorerwiahnte Abtastorgan mit einem gewissen
Druck auf die Oberflache des Tiefdruckzylinders an-
liegen muss, um die Unebenheiten richtig abtasten
zu koénnen und die dadurch entstehenden Eigen-
schwingungen nur mittels einer Dampfungsanord-
nung wieder unterdrickt werden kénnen. Dadurch,
dass erfindungsgemass das Abtastorgan als berth-
rungsloses Abstandsmessorgan vorgesehen ist,
kénnen die obigen Schwingungen schon von An-
fang an nicht entstehen. Abgesehen davon weist
die Spitze des bekannten Abtastorgans eine be-
stimmte Abtastflaiche auf, die im Betrieb durch die
Abnutzung allmahlich grosser wird, und deshalb pe-
riodisch kontrolliet und nachgeschliffen werden
muss.

Die Erfindung hat somit den Vorteil, dass die als
Abstandsmessung durchgefihrte Abtastung keiner-
lei Abnutzung unterworfen ist und deshalb keiner
periodischen Kontrolle bedarf. Ferner kdnnen der
Ort der Abstandsmessung und die Auflagestelle des
Gravierstichels sehr nahe zueinander liegen oder
sogar zusammenfallen. Dadurch haben auch kurz-
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wellige Unebenheiten oder Unrundheiten des Tiet-
druckzylinders keinen Einfluss mehr auf das Kon-
stanthalten des Abstandes zwischen dem Gravier-
stichel und der 2zu gravierenden Oberflache.
Ausserdem gewahrleistet die beriihrungslose Abta-
stung eine dusserst schnelle und prazise Messung,
so dass eine genaue Anpassung des Abstandes in
ortlicher und in zeitlicher Hinsicht gegeben ist. Das
bedeutet, dass auch zeitliche Verzégerungen, die
Ublicherweise bei der vorgenannten mechanischen
Abtastung auftreten, vollig unterbleiben.

Weitere Vorteile der Erfindung erfolgen aus den
abhangigen Ansprichen und aus der nachfolgen-
den Beschreibung, in welcher die Erfindung anhand
eines in den schematischen Zeichnungen darge-
stellten Ausfiihrungsbeispieles naher erlautert wird.
Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Gra-
viermaschine mit einem beriihrungslosen Abstands-
messorgan,

Fig. 2 eine Frontansicht in Richtung des Pfeiles
A in Fig. 1 auf den Gravierkopf,

Fig. 3 eine vergrosserte Darstellung der Fig. 1
zur Verdeutlichung der Betriebsweise, und

Fig. 4 ein Schaltschema der Steuerung des
Werkzeugabstandes des Gravierstichels.

In den Figuren sind fur dieselben Elemente je-
weils dieselben Bezugszeichen verwendet und gel-
ten erstmalige Erklarungen der Elemente fur alle Fi-
guren, wenn nicht ausdricklich anders angegeben.

In Fig. 1 ist eine Graviermaschine 1 mit einem
Haiter oder Gravierkopt 2 dargestellt, der einen
Gravierstichel 3 und ein Abstandsmessorgan 4 auf-
weist. Der Gravierstichel 3 dient in bekannter Weise
dazu, Rasternapfchen in der Oberflache eines Tief-
druckzylinders 5 zu erzeugen. Das Steuersignal fur
die Auf- und Abbewegung des Gravierstichels 3
wird dabei von einem durch Abtasten einer Vorlage
gewonnenen Bildsignal abgeleitet oder von einem
digitalen Bildverarbeitungssystem abgegeben. Wei-
tere Einzelheiten zur Funktion der Graviermaschine
1 sind auf dem einschiagigen Fachgebiet bekannt
und werden daher hier nicht weiter erwéhnt. Der
Gravierkopf 2 ist auf einer Hebebihne 6 befestigt,
die um eine Drehachse 7 drehbar gelagert und von
einem sich gegen das Maschinengestell 8 abstit-
zenden als piezoelektrischen Antrieb ausgebildeten
Nachstellelement 9 durch eine Kippbewegung auf-
und abbewegt wird. Die Drehachse 7 ist dabei orts-
fest zum Maschinengestell 8 angeordnet, was der
Einfachheit halber hier nicht weiter dargestellt ist.
Diese Kippbewegung der Hebebiihne 6 wird unmit-
telbar auf den Gravierkopf 2 Ubertragen und vom
darauf befestigten Gravierstichel 3 mitverfolgt. Je
naher der Stitzpunkt des Stossels 10 des Nachstel-
lelementes oder piezoelektrischen Antriebes 9 zur
Drehachse 7 angeordnet ist, je grosser die Kippbe-
wegung wird und umgekehrt. Damit lasst sich das
Ubersetzungsverhaltnis zwischen der Auslenkung
des Stossels 10 und die Nachfihrung des Werk-
zeugabstandes W zwischen dem Gravierstichel 3
und der Oberflache des Tiefdruckzylinders 5 ent-
sprechend den jeweiligen Anforderungen einstelien.
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In Fig. 2 ist der Gravierkopt 2 in Frontansicht in
Richtung des Pfeiles A der Fig. 1 zu sehen. In die-
sem Beispiel ist das Abstandsmessorgan 4 als ka-
pazitiver Sensor unmittelbar neben dem Graviersti-
chel 3 vorgesehen, so dass die Abstandsmessung
und die Gravierstelle fir die Rasternapfchen unweit
von einander entfernt sind. Durch geeignete Wahl
des Messortes liegt dieser auf einer Rasterlinie,
welche in der Bewegungsrichtung des Graviersti-
chels 3 liegt. Dadurch kann durch eine passende
elektronische Verzégerung eine prazise Korrektur
des Werkzeugabstandes W aufgrund des gemesse-
nen Abstandes vorgenommen werden. Diese Ver-
zogerung kann aus der Distanz zwischen dem
Messort und der Bearbeitungsstelle des Graviersti-
chels 3 und aus der Bewegungsgeschwindigkeit
des Gravierstichels 3 langs der Rasterlinie abgelei-
tet werden. Neben dem Abstandsmessorgan 4 ist
eine Luftblasdise 11 angeordnet, die auf der Ober-
flaiche des Tiefdruckzylinders 5 angesammelten
Staub und anhaftende Metalispane von der gravier-
ten Zylinderoberflache wegblast. Unterhalb des Gra-
vierkopfes 2 kann zusétzlich eine nichtdargestelite
Absaugeinrichtung vorgesehen sein, um die Verun-
reinigungen in der Form von Staub, Metallspanen
und dergleichen wirksam entfernen zu kénnen.

In Fig. 3a ist ein Ausschnitt des Gravierkopfes 2
der Fig. 1 vergrossert dargestellt. Deutlich ersicht-
lich ist der enge Spalt 12 zwischen der Zylinder-
oberflaiche 13 des Tiefdruckzylinders 5 mit einer ge-
nau kreiszylindrischen Form und der Messflache
des kapazitiven Sensors 4. Die Luftblasdiise 11
wird mit Pressluft beaufschlagt, um die Verunreini-
gungen aus dem Spalt 12 in der Gréssenordnung
von 250 pm wegzublasen. Gestrichelt ist eine Un-
rundheit 14 des Zylinders 5 als Abweichung der Zy-
linderoberfliche 13 mit der idealen kreiszylindri-
schen Form angedeutet. Die Unrundheit 14 ist in
Fig. 3b ausgezogen gezeichnet und bewirkt eine
Kippbewegung der Hebebiihne 6 um die Drehachse
7, d.h. eine Anpassung des Werkzeugabstandes W
des Gravierstichels 3. Die Luftblasdise kann auch
als Ringduse (hier nicht dargestellt) ausgebildet
sein, die um den kapazitiven Abstandssensor 4 her-
umverlduft und eine Art Schutzvorhang aus Press-
luft darum bildet und so stets eine saubere Messfla-
che auf der Zylinderoberflache 13 freihalt.

In Fig. 4 ist die elektronische Steuerung zur
Nachfihrung des Werkzeugabstandes des Gravier-
stichels 3 aufgrund des vom Abstandsmessorgan 4
gemessenen Abstandes schematisch gezeigt. Anlie-
gend am Tiefdruckzylinder 5 ist der Gravierkopf 2
mit dem piezoelektrischen Antrieb 9 dargestellt, der
mit einer Antriebssteuerung 15 elektrisch verbunden
ist. Diese Antriebssteuerung 15 ist Uber eine Rege-
lung 16 mit einer elektronischen Schaltung 17 fiir
die Abstandsmessung verbunden. In der Schaltung
17 wird das gemessene Abstandssignal als Istwert
Wist mit einem vorgegebenen Sollwert wsoi, wel-
cher den idealen Werkzeugabstand darstelit, vergli-
chen und als Regelsignal an die Regelung 16 wei-
tergegeben. In der Regelung wird dieses Regelsi-
gnal durch eine passende Zeitverzdgerung und
Signalverstarkung als Steuersignal fir die Antriebs-
steuerung 15 aufbereitet. Damit bildet diese Schal-
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tung einen einfachen Regelkreis, um den Werk-
zeugabstand W des Gravierstichels 3 in bezug auf
die Zylinderoberflache 13 konstant zu halten.

Das Abstandsmessorgan 4 ist im obigen Beispiel
als kapazitiver Abstandssensor ausgebildet. Mit
Vorteil kann dieses jedoch auch ein induktiver oder
optischer Abstandssensor sein. Auch ein pneumati-
scher Abstandssensor, wie beispielsweise ein aus
der Blechbearbeitung mit Lasern bekannter Stau-
drucksensor, kann dazu verwendet werden, wobei
in diesem Fall die Luftblasdise 11 entfallt, da die
Reinigungsfunktion gleichzeitig von einem solchen
Sensor (bernommen wird. Als Nachstellelement 9
kann anstatt eines piezoelektrischen Antriebes auch
ein elektromagnetischer Antrieb in Form eines elek-
trostriktiven oder magnetostriktiven Stellgliedes ver-
wendet werden, wie aus der Automobiltechnik in
Zusammenhang mit sogenannten ABS-Systemen
bekannt. Ein praziser Servomotor oder ein hydrauli-
scher Antrieb kann ebenfalls anstelle des piezoelek-
trischen Antriebes eingesetzt werden. Das Nach-
stellelement 9 in der Form eines der obengenann-
ten Antriebe ist normalerweise linearbeweglich, da
die Hebebiihne 6 nur eine geringe Kippbewegung
auszufihren braucht.

Patentanspriche

1. Vorrichtung zum Gravieren von Tiefdruckzylin-
dern (5) und &hnlichen Druckformen, mit wenig-
stens einem Gravierwerkzeug (3), das zusammen
mit einem die Oberfliche der zu gravierenden
Druckform abtastenden Abtastorgan in einem zur
Oberflache beweglichen Halter (2) gelagert ist, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abtastorgan ein
den Abstand zur Oberflache (13) berihrungslos
messendes Abstandsmessorgan (4) ist und der Hal-
ter (2) aufgrund des vom Abstandsmessorgan (4)
gemessenen Abstandes von einem Nachstellele-
ment (9) zur Oberflache (13) verstellbar ist zwecks
Einhaltung eines vorgegegeben Werkzeugabstan-
des (W).

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abstandsmessorgan (4) ein
kapazitives Messorgan ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abstandsmessorgan (4) ein
induktives Messorgan ist.

4, Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abstandsmessorgan (4) ein
optisches Messorgan ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abstandsmessorgan (4) ein
pneumatisches Messorgan ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Halter (2) um eine vom
Gravierwerkzeug (3) beabstandete Drehachse (7)
drehbar gelagert ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Halter (2) mittels eines
Nachstellelementes (9), das linearbeweglich ist, ver-
drehbar ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Nachstellelement ein piezo-
elektrischer Antrieb (9) ist.
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9. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Nachstellelement (3) ein
elektromagnetischer, insbesondere ein elektrostrikti-
ver oder ein magnetostriktiver Antrieb ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge- 5
kennzeichnet, dass das Nachstellelement (9) ein
Servomotor ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Abstandsmessorgan (4)
eine Luftblasdlse (11) zugeordnet ist. 10

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Luftblasdise (11} das Ab-
standsmessorgan (4) ringférmig umschliesst.
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